dla terenowej administracji miar i innych jednostek zewnetrznych

OFERTA SZKOLEN METROLOGICZNYCH NA ROK 2010

Max.
. liczba
Lp. Temat szkolenia | Il 11 v \' Vi Vil Vil IX X XI Xl o0s6b Kom. org.
/1 kurs/
1 |Wybrane zagadnienia metrologii ogdinej 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 15-20 M2
2 |Odtwarzanie i przekazywanie jednostki dtugosci 2 dni 4 M11
Wzorcowanie plytek wzorcowych o diugosci .
3 . . ) ) 5 dni 4 M11
nominalnej do 100 mm metoda interferencyjng
4 Wzo.rcowa.nle ptytek wzorcowych o ’diugosm 5 dni 5 dni 4 M11
nominalnej do 100 mm metodg poréwnawczag
Wzorcowanie dtugich ptytek wzorcowych o diugosci .
5 . . . . . 3 dni 4 M11
nominalnej do 3000 mm na maszynie dtugosciowej
6 Wzorcowan!e wzorcow kreskowych metodg 2 dni 4 M11
interferencyjng,
7 |Wzorcowanie przymiaréow metodg interferencyjng 2 dni 4 M11
8 |Wzorcowanie przymiarow metodg poréwnawczg 2 dni 2 dni 4 M11
9 Wzorcowan!e dglmlelrzy laserowych metodg 2 dni 4 M11
interferencyjng i porownawcza
10 Wzorcowanle komparatoréw dwuczujnikowych do 2 dni 2 dni 4 M11
pomiaru ptytek wzorcowych
Panstwowy wzorzec jednostki kata ptaskiego -
11 |wzorcowanie pryzm wielosciennych i ptytek katowych 2 dni 1 M12
przywieralnych
Panstwowy wzorzec jednostki kata ptaskiego -
12 |wzorcowanie autokolimatoréw i poziomnic 3 dni 1 M12
elektronicznych
13 |Wzorcowanie goniometréw 2 dni 2 M12




14 |Wzorcowanie ptytek katowych na goniometrze 2 dni 2 dni M12

15 Wzorcgwame ptytek katowych i pryzm wielosciennych 3 dni 3 dni M12
na goniometrze

16 Wzorcoyvanle p92|omn|c komcydgncyjpych, 2 dni 2 dni M12
elektronicznych i optycznych poziomnic katowych
Panstwowy wzorzec jednostki wspotczynnika

17 za’ramama §W|atia - wyz'nac,;zgnle wgrtosm . 3 dni M12
wspotczynnika zatamania swiatta ciektych i statych
wzorcow refraktometrycznych
Refraktometry Pulfricha - wzorcowanie i wykonywanie .

18 o X ) o 3 dni M12
pomiaréow wspotczynnika zatamania Swiatta
Wyznaczanie warto$ci wspétczynnika zatamania .

19 1.° . . 3 dni M12
Swiatta cieklych wzorcéw refraktometrycznych

20 V\I'zorcowan'le refraktometréw fotoelektrycznych, 3 dni M12
wizualnych i recznych
Panstwowy wzorzec jednostki kata skrecenia
ptaszczyzny polaryzacji ptaskospolaryzowanej fali .

21 | : - e . 3 dni M12
Swietlnej w widzialnym zakresie widma - wzorcowanie
polarymetréw wizualnych i fotoelektrycznych

22 |Wzorcowanie kwarcowych ptytek kontrolnych 2 dni M12
Wzorcowanie uzytkowych przyrzadéw pomiarowych

23 do pgrmaru dlugo§0| : przyrzquy czujnikowe, 'plaskle 5 dni M13
plytki interferencyjne, ptaskoréwnolegte ptytki
interferencyjne typu PRPI, PRPII, PRPIII

24 [Pomiary twardosci sposobem Rockwella 2 dni M13

o5 Wzorcowanie Wspotrzednosciowych Maszyn 3 dni M13

Pomiarowych zgodnie z norma ISO 10360-2




Pomiary chropowatosci powierzchni za pomocg
profilometru stykowego w zakresie parametrow Ra,

26 Rz, Ry, Rt, RSm w przypadku wzorcéw typu C oraz Pt 3 dni 4 M13
i D w przypadku wzorcow typu A. Pomiary okragtosci
metodg stykowa. Szacowanie niepewnosci pomiaru
27 Wzorgowame twardosmomlerzy'do pqmlgru twardosci 3 dni 3 dni 4 M13
metali sposobem Rockwella, Brinella i Wickersa
Pomiary liniatéw krawedziowych do 200 mm za
pomocg profilometru stykowego. Pomiary liniatow
28 |powierzchniowych i ptyt pomiarowych przy uzyciu 3 dni 4 M13
autokolimatora oraz poziomnicy pracujgcej w uktadzie
réznicowym. Szacowanie niepewno$ci pomiaru.
Wzorcowanie uzytkowych narzedzi pomiarowych do
pomiaru dtugosci wraz z szacowaniem niepewnosci
29 [pomiaru (przyrzady suwmiarkowe, przyrzady 5 dni 5 dni 6 M13
mikrometryczne, Srednicéwki mikrometryczne
tréjpunktowe)
M14 +
30 |Legalizacja tachograféw samochodowych 1 dzieh 4 pracownik
BN
Legalizacja tachograféw samochodowych - szkolenie
L . ] . . M14 +
uzupetniajace dla osob, ktére ukonczyty szkolenie z . . .
31 . A 1 dzien 1 dzien 10 pracownik
zakresu sprawdzania analogowych tachograféow BN
samochodowych
32 Wzorcowelmle przyrzadow do sprawdzania 1 dzien 4 M14
tachograféw samochodowych
Wybrane zagadnienia z zakresu sprawdzania M14 +
33 [tachograféw cyfrowych (dla pracownikow administraciji 1 dzien 10 pracownik
miar) BN
34 |Praktyka obliczania niepewnos$ci pomiaru 2 dni 2 dni 2 dni 2 dni 15 M2 WN
36 |Wzorcowanie dawkomierzy ochrony radiologicznej 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3-4 M22J
38 Wzorcowanie wag nieautomatycznych 2-3.dni | 2-3 dni | 2-3 dni 8 M31

elektronicznych i mechanicznych




39 Sprawdzanie wyposazgma z dziedziny pomlar'ow " 1-2 dni 8 M31
masy w okresach pomiedzy kontrolg metrologiczng

40 |Wzorcowanie wzorcéw masy i obcigznikéw (NOWE) 2 dni 2 dni 2 dni 8 M31

41 |Wzorcowanie gestosciomierzy zbozowych (NOWE) 1 dzien 8 M31

42 |Wzorcowanie rotametréw do gazu 1 d2|en,'term|n do ustalgma z 1 d2|en,.term|n do ustalgnla z 5 M32

zainteresowanymi zainteresowanymi
43 |Wzorcowanie przeplywomierzy do gazéw 1 d2|en,'term|n do ustalgma z 1 d2|en,.term|n do ustalgnla z 5 M32
zainteresowanymi zainteresowanymi

44 |Wzorcowanie ci$nieniomierzy 4 dni 4 dni 12 os6b M33

45 |Podstawy metrologii akustycznej (wyktad) 2 dni, termin do ustalenia z zainteresowanymi dowolna M34
Wzorcowanie miernikéw poziomu dzwieku zgodnie z .

46 | norma PN-EN 60651 i PN-EN 60804 4 dni . M34
Wzorcowanie miernikow poziomu dzwieku zgodnie z

47 |normag PN-EN 60651 i PN-EN 60804 - warsztaty 2 dni 2 M34
doskonalgce
Wzorcowanie miernikow poziomu dzwieku zgodnie z .

48 | orma PN-EN 61672-3 4 dni 4 M34
Wzorcowanie miernikéw poziomu dzwieku zgodnie z .

49 norma PN-EN 61672-3 - warsztaty doskonalgce 2 dni 2 M34

50 [Wzorcowanie filtréw pasmowych 2 dni 4 M34

51 Wzor:cqwanle |ndyW|d,uaInych miernikéw ekspozycji 3 dni 4 M34
na dzwiek (dozymetréw hatasu)

52 Wzorcowanle kallbrator(?w akustycznlych metodg 3 dni 4 M34
mikrofonu wzorcowego i metodg poréwnawczg
Wzorcowanie mikrofonéw pomiarowych metoda

53 |wzorcowego kalibratora i pobudnika 2 dni 4 M34
elektrostatycznego

54 Szac;owame nllepewnos.m wzorcowania przyrzadéw do 1 dzien dowolna M34
pomiaru drgan mechanicznych - wykfad




Wzorcowanie miernikéw drgan mechanicznych

55 |dziatajgcych na cztowieka zgodnie z wymaganiami 4 dni 4 M34
normy ISO 8041:2005

56 Wzorcowam’e przetwornikéw drgah mechanicznych 2 dni 4 M34
metodg poréwnawczg

57 |Wzorcowanie kalibratoréw drgan mechanicznych 1 dzien 4 M34

58 Wzorcowanie miernikdw drgan mechanicznych 1 dzien 4 M34
maszyn

59 [Wzorcowanie audiometréw tonowych 4 dni, termin do ustalenia z zainteresowanymi 4 M34
Drgania mechaniczne i metody ich pomiaru wyktad .

60 (NOWE) 1 dzien dowolna M34

61 Wzor09wan|e rezystorow, deka'c.j rezystancyjnych oraz 5 dni 5 dni Mda1
mostkéw do pomiaru rezystancji

62 Sprawdzanie wzorcow RLC i miernikow do pomiaréw 3 dni 3 dni Mda1
RLC

. . . S . 2 kursy 1 kurs
63 |Wzorcowanie multimetréw cyfrowych i kalibratorow . . M42
X 2 dni X 2 dni

64 Wzgrcgwame przektadnikow pradowych i 5 dni 5 dni 5 dni MA42

napieciowych
3 dni 3dni
65 [Sprawdzanie licznikow energii elektrycznej (adm. (klienci M42
miar) zewn,)

66 Wzorcowanie czgstosciomierzy czasowych i 2 dni, termin do ustalenia z zainteresowanymi M44
cyfrowych

67 Wzorcoyvanle sekundomierzy mechanicznych oraz 2 dni, termin do ustalenia z zainteresowanymi M44
elektronicznych

68 Wzorcowanie chronokomparatorow cyfrowych i 1 dzien, termin do ustalenia z zainteresowanymi M44
analogowych

69 |Wzorcowanie generatoréw 2 dni, termin do ustalenia z zainteresowanymi M44

70 [Wzorcowanie analizatoréw gazéw 1 dzien 4 M51




Legalizacja analizatoréw spalin samochodowych -

71 szkolenie dla prac. laboratoriéw akredytowanych 1 dzien 4 M51
Wzorcowanie czujnikow termometrow . .

72 : : C 5dni 5 dni 12 M52
rezystancyjnych i czujnikdw termoelektrycznych

73 Wzorcowafue termometrow szklanych cieczowych i 5 dni 5 dni 8 M52
termometrow elektrycznych
Wzorcowanie pehametréow i konduktometrow. ) )

. . s 5 dni 5 dni

Wzorcowanie elektrod pehametrycznych i czujnikéw o

74 S o (luty lub (kwiecien 12 M53
konduktometrycznych. Szacowanie niepewnosci :

o, : marzec) lub maj

wynikéw pomiaru

75 qurcowame przyrzagdoéw do pomiaru wilgotnosci 3 dni 10 M54
powietrza

76 |Pomiary gestosci towaréw paczkowanych 1 dzien | 1 dzieh 4 M55
Kontrola metrologiczna (wykonywanie badan) i

77 |wzorcowanie gestosciomierzy oscylacyjnych oraz 3 dni 3 dni 4 M55
przygotowanie ciekltych materiatéw odniesienia *

78 Szacow'anle nlepcl-:wnos’m wyznaczania btedow 1 dzien 2 M55
wskazan dla analizatoréw wydechu

79 |Wzorcowanie szklanych przyrzadéw pomiarowych 3 dni 4 M55

80 [Ocena zgodnosci naczyn wyszynkowych 3 dni 4 M55

81 Wzorcowanie przyrzadow fotometrycznych (warsztaty 25.07 \/ 15-20 M23

w ramach POOMT-KSK 2010, Rydzyna)






